
고순도 Ptfe 가스 세척병 내부식성 맞춤형 가스 흡수 장치 1/4인치 튜브 연결
품목 번호: PL-CP192

소개
극한의 화학 환경에 맞춰 설계된 이 맞춤형 PTFE 가스
세척병은 보편적인 내부식성과 고순도 가스 흡수를
제공합니다. 1/4인치 튜브에 최적화되어 있어 민감한
산업용 응용 분야에서 누설 방지 성능과 정밀한 습도
조절을 보장합니다.
자세히 알아보기

응용 분야 설명 주요 이점

미량 금속 분석 ICP-MS와 같은 고감도 분석 기기에 들어가기 전에 캐리어 가스에서 불순물을 제거하는 데
사용됩니다.

용출 가능한 오염 물질을 제거하여 배경 노이즈를 방지하고 sub-ppb 검출 한계를
보장합니다.

반도체 가스 처리 웨이퍼 에칭 및 세척 단계에 사용되는 부식성 프로세스 가스(예: HF, HCl)를 스크러빙합니다. 고순도 PTFE는 반도체 장치 수율을 망칠 수 있는 금속 이온 오염을 방지합니다.
환경 시뮬레이션 제어된 기후 조건 하에서 재료의 열화 메커니즘을 테스트하기 위해 특정 습도 환경을 생성합니다. 기계식 분무기에 비해 매우 안정적이고 균일한 습도 기울기를 제공합니다.
석유화학 정제 파일럿 플랜트 반응기의 가스 스트림에서 황화수소(H2S) 또는 기타 산성 성분을 흡수합니다. 거의 보편적인 내부식성은 극도로 공격적인 황화 환경에서 장기 운영을 보장합니다.
제약 합성 특수 반응 경로에서 액체 촉매 또는 흡수 버퍼를 통해 시약 가스의 흐름을 제어합니다. 완전히 불활성인 반응 환경을 제공하여 최종 API(유효 성분)의 순도를 보장합니다.
배터리 연구 배터리 충전/방전 사이클 동안 전해질 테스트 및 가스 발생 분석에 사용됩니다. 부식성 전해질을 견디고 체적 분석을 위해 가스 포집을 정밀하게 제어합니다.
에어로졸 연구 특정 증기압을 달성하기 위해 제어된 버블링을 통해 가스 스트림을 사전 조건화합니다. 정밀 가공은 최적화된 기포 크기와 분포를 허용하여 흡수 효율을 향상시킵니다.
맞춤형 실험실
설정 특수 화학 공학 작업을 위해 맞춤형 진공 라인 또는 압력 조절 매니폴드에 통합됩니다. 맞춤형 포트 크기 및 볼륨은 비표준 실험실 공간에 완벽하게 맞도록 합니다.

특징 PL-CP192에 대한 사양 세부 정보
제품 식별자 PL-CP192 맞춤형 PTFE 가스 세척병
재료 구성 고순도 순수 폴리테트라플루오로에틸렌 (PTFE)
맞춤화 범위 완전히 맞춤화 가능한 치수, 볼륨 및 포트 구성
표준 인터페이스 1/4인치 튜브 커넥터 (요청 시 맞춤 크기 가능)
화학적 내성 모든 일반적인 산, 염기 및 유기 용제에 불활성 (pH 0-14)
작동 온도 -200°C ~ +260°C (넓은 범위에서 일관된 성능)
제조 프로세스 고체 PTFE 블록에서 정밀 CNC 가공
밀봉 메커니즘 통합 밀봉 링이 있는 나사형 PTFE 캡
세척 호환성 오토클레이브 가능; 강력한 세척제 및 초음파 세척기와 호환
표면 마감 잔여물 축적을 최소화하는 부드럽고 낮은 에너지 표면
딥 튜브 설계 맞춤화 가능한 길이 및 팁 스타일 (예: 직절단 또는 프릿형)

info@kindle-tech.com | https://kintek-solution.com

https://kr.kintek-solution.com/products/high-purity-ptfe-gas-washing-bottle-corrosion-resistant-custom-gas-absorption-unit-14-inch-tube-connection?utm_source=pdf
mailto:info@kindle-tech.com
https://kintek-solution.com?utm_source=pdf

